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研究内容 

 顔面の広範囲組織欠損に対して、シリコン製のエピテーゼによる再建が唯一の選択である症例がまれにありま

す。9７年から東海大学形成外科では顎顔面インプラント支持性のエピテーゼによる再建を行って来ましたが、０

８年からは開閉瞼などの運動機能を有するエピテーゼの開発を世界に先駆けて始めています。 

 

現在開発中のモデル機の開閉瞼運動は反対側眼輪筋筋電位で制御されます。瞬目時の眼輪筋筋電位

は４００～８００μＶの電圧を有するスパイク型電位で、エピテーゼの動作コントロールに適しています。眼鏡を装

用したときノーズパッドの位置に合致する内眼角部で筋電位を採取するデザインとする場合、約１５０μＶ程度

の電圧になるが、咀嚼筋、表情筋からのノイズに埋没することなく動作のコントロールが可能でした。近年整形

外科領域では、筋電型義肢に最新のロボット技術を応用し、高度の運動機能を実現する研究が報告される

ようになってきました。 これらの義肢では患者の筋電位パターンを解析して動作意図を識別し、多自由度の義

肢を滑らかにコントロールする技術も開発されています。いわゆるサイボーグ技術と称するこれらの研究には社会

的に大きな関心が集まり、この流れは最近は顎顔面領域にも及んできています。 

今後この分野の研究開発には顎顔面外科医の関与、主導がさらに必要になると思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員紹介 
 
領域（医学部組織）  
形成外科学 
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内眼角部での平均電圧

健常成人男女４名(21～24歳）
の筋電測定を行った。

その結果、平均電圧は 154.9 μV であった

筋電型機能性エピテーゼのモデル機を作成した

機能性エピテーゼ 動作実験

Silicone 2186 (FactorⅡ inc.)
＋30%RTVシンナー(信越化学)
＋カラーシリコン
＋フロッキング

パターンに填入してプレス後加熱

完成品

機能的エピテーゼに最適な素材の開発 新機能性エピテーゼ
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